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ご挨拶 

 株式会社TAKシステムイニシアティブは、光応用計測を含むさまざまな技術Ｋｎｏｗ－Ｈｏｗを

生かした新規装置のプロトタイピング（試作開発）を中心として企業活動をしております。光技術

は、現代における生活には不可欠なものになっておりますが、まだまだ広く産業界に理解が広がっ

ているとは言えません。そこで当社は、お客様より装置試作開発を請け負い、開発した試作機を使

ってお客様にとことん実験していただきます。その中から、動作に対するご不満の声をいただいた

ら、当社の力の限りに対応をさせていただくことで、より新しいアイデアを盛込んで、より技術的

に“美しい”動作を行う装置に育て上げていきます。よい装置を世の中に出すことは、我々技術者

の誇りであります。当社は今後も、新しいアイデアを創出し、それが新しい産業と文化を創りあげ

ることを目指して努力をしてまいります。 

                      代表取締役  瀧口義浩 
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TAK System Initiative Corp. 
株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

紫外線分光装置 TAK-UV-001 

200nm から 800nm 領域までカバーする自動走査型分光器を開発

■ 概要 
 本紫外線分光装置は、凹面型の回折格子を用

いた分光器を主体とした装置であります。口径

の大きな回折格子を用いるためにF値の高い明

るい分光装置となり、微弱な光をとらえる分光

器としては、不可欠な構造であります。使用し

ている回折格子は３００nm で最も回折効率の

高くなる１２００本／mm の回折格子を用いて

おりますが、その回折波長は２００nm の紫外線

領域に伸びており、この波長領域における高感

度な分光計測を可能とします。 

 また、分光器の波長走査には、高精度のステ

ッピングモーター駆動を用いておりコンピュ

ーターからの直接操作が可能となっておりま

す。外部に接続する検出器と検出回路との同期

を取るためには、高い精度にて波長移動をさせ

る必要がありますが、コンピューターからのコ

マンドを用いて直接制御が可能であることか

ら、他の機器を並列にて用いた高度な分光計測

に対応が容易です。 

■ 検出器 
 200nm から 800nm に感度を有する検出器で

あれば、基本的にはどんな検出器も装着可能で

す。光電子増倍管を用いれば、単一光子レベル

での検出も可能になりますし、半導体検出器と

して１次元アレー形状をした検出装置を取付

ければ、多波長の光信号を同時に出力させるこ

とができます。図に示した検出器は、光電子増

倍管のなかでも、お客様のご要望に応じた特殊

な検出器を用いております。単一光子レベルの

検出を行いながらも、同時に多波長成分の検出

を同時に行う検出ができます。さらには、最近

大手検出器メーカーにて開発が進められてい

る InGaN の光電子増倍管を用いることで、紫外

線A,B,C領域に対応した計測を容易にできます。 

■仕様 
①．波長：200~800nm の回折波長域 
②．波長分解能：入力用ファイバーのコア径

および入力スリット幅に依存。例えば、

６ミクロンのコア径のファイバーでは

１nm 以下の波長分解能を達成。 
③．波長走査速度：〜700nm/秒 
④．入力ファイバー：SMA 型、FC 型で選択

可能。 
⑤．推薦する駆動用ソフトウエア：ナショナ

ルインスツルメント社製 LabView 
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TAK System Initiative Corp. 
株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

小型分光計測装置 TAK-SP2000 

ファイバー入力／コンパクトで明るい／高速な単一光子検出可！ 

■ 概要と特徴 

 本分光装置は、弊社独自開発による回折格子

と分光器構造を用い、光ファイバーコネクター

を介して、あるいは直接光学系による外部発光

源との接続により、分光検出が可能となります。

出力には、固定スリット付きのＣマウント構造

を有しており、Ｃマウント型のさまざまな検出

器に対応可能となっています。 

 一方、独自開発であるが故に、小型で M6 ね

じ付き１２Φの標準光学ロッドによって固定

可能であり、さらに、置く場所にこだわらない

という特徴を有しております。また、外観は従

来の光学機器にはない斬新な色合いを取り入

れました。光学実験などにおける黒い筐体のイ

メージを取り去り、愉しい実験環境にも寄与で

きればと思っております。 

■

 ■ 装置仕様例  ■  検出器の代表分光感度特性 

検出器と回折格子には、必要となる波長帯域

に対応したものを選択していただくことにな

ります。検出器は、波長帯域と同時に、どのレ

ベルの光を検出するかによって、右図に示した

波長感度特性を有する光電子増倍管などを選

択します。 

① 波長：400~1700nm の回折波長域 
② 波長分解能：入力用ファイバーの

コア径に依存。例えば、６ミクロンの

コア径のファイバーでは 0.１nm 以下

の波長分解能を達成。 
③ 波長走査速度：〜700nm/秒 
④ 入力ファイバー：SMA 型、FC 型

で選択可能。 
⑤ 推薦する駆動用ソフトウエア：ナ

ショナルインスツルメント社製

LabView 
⑥ 重量：５kg 以下

TAK SYSTEM INITIATIVE
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

真空紫外線用超小型・超高速分光器 TAK-VUV95 

90nm の真空紫外線をマイクロ・チャンネル・プレートにて検出！ 

■ 概要 

 本装置は、真空紫外線領域から可視光に渡り、広

い分光性能を有する分光器と、それを駆動するため

の電源と信号のアナログ電流積分回路を内蔵した

真空紫外線用の分光システムであります。その特徴

は、ICF70 のマウントを介して真空装置に接続可能

であり、超高速応答の浜松ホトニクス株式会社製マ

イクロ・チャンネル・プレート（MCP）アッセンブ

リー検出器を接続することで、ナノ秒以下の高速現

象の時間応答解析が可能となります。波長が９０nm

の真空紫外線領域においても回折効率が高いイリ

ジウムコートの凹面回折格子を使用しており、軽量

な筐体に、分光器を波長走査するための自動回転ス

テージを取り付けるなど、従来の分光装置とは異な

るコンセプトで開発されました。また、本装置にお

ける信号処理にも工夫をしております。MCP 光子計

数型検出器を本装置に接続することで、その単一光

子出力信号をアナログ的に積分し、その積分結果を

デジタル信号として出力することができます。電源

本体にあるミニ USB コネクタをコンピューターの

USB ポートに接続し、計測における積分時間をコン

ピューターからの設定値によって決定し、その設定

値に基づき、常時一定時間積分した値をリアルタイ

ムにて計測し続けることにも特徴があります。
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MCP 検出器など 積分 A/D 変換機 

USB 出力 

ノートパソコン 
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

顕微鏡装置 TAK-M100 

レーザー照射やランプ照射が可能な多軸調整型顕微鏡 
■概要 

 本装置は、顕微鏡の鏡筒を取付ける系と試料を

操作する系とを個別に駆動できるようにした多軸

型の顕微鏡装置です。試料によっては、従来の顕

微鏡のように完全に軸が固定された

顕微鏡では使いにくく、試料の斜めか

らの観測をしたいと思われた場合に

は、本装置が有効です。２つある観測

用のポートに、CCD カメラを取付けた

り、光ファイバーを取付けたりするこ

とができます。さらに、既存の分光器

やレーザー装置、さらにはロックイン

増幅器や試料

移動のための

自動ステージ

を組み付け、

コンピュータ

ーによるソフ

トウエアを介

して、試料の

自動観測させることも可能となる「開発型」装置

として仕上げてあります。特に、実績として、高

感度な分光装置に光ファイバーを介して接続する

ことにより、共焦点顕微分光装置の機能を付加さ

せることも可能であります。 

■ 顕微鏡本体仕様 

 ①．対物レンズ：x５、x１０、x２０、x４０、X

１００（油浸レンズ）の交換が可能。 

 ②．接眼レンズ：x２０ 

 ③．C マウントによる CCD カメラ接続可能。（接

眼レンズを介して、目視と併用可能） 

 ④．光ファイバー・アダプターによる光ファイ

バーの接続可能。 

 ⑤．ビーム・ステアリング・ミラーを介して、

落射照明の形で外部レーザー光の試料上への導入

が可能。 

⑦ レーザー強度を可変とするための回転

式 ND（中性濃度）フィルターの標準取り付け可

 
ランプ光源 

XYZ 

 

XY

Z 

St

YAG 

Sam

Optical 

CCDμ-scope   

 Image 

Com
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

レーザー熱結晶成長観測装置 TAK-LITCOS-01 

レーザー光を MEMS ミラーで走査。顕微鏡下の試料をリアルタイム観測。 

■ 概要 

 レーザー熱結晶成長観測装置（LITCOS）は、

レーザーを用いた各種結晶・材料の昇温過程を、

高解像度の顕微鏡装置により同時観測するこ

とを目的として新規に開発した特殊装置であ

り ま す 。

LITCOS の特徴

としては、倒

立型顕微鏡と

高精度の XY 自

動ステージを

組み合わせ、上記の各種結晶・材料の高解像度

観測を行いながら、同時に、その表面にレーザ

ー光を照射することで起こる局所的な昇温過

程に基づくさまざまな現象（例えば、微細結晶

グレインの成長、結晶そのものの局所溶解な

ど）をリアルタイムで観測することができます。 

■ 装置の構成 

 LITCOS の内蔵装置の本体の構造概要を模式

的に示します。倒立型構造を有する顕微鏡は、

その読み出しにはカラーカメラを用います。自

動 XY ステージの上に設置した結晶などの材

料・試料は、この倒立顕微鏡に取り付けられる

さまざまな倍率の対物レンズによって拡大観

測されます。その際、顕微鏡の鏡筒の側面から

レーザー光を導入し、顕微鏡の対物レンズを介

して試料表面に集光されます。レーザー光は、

その試料表面に対して、XY ステージによって

移動されるゆっくりとした走査と、レーザーそ

のものに取り付けたレーザービーム走査装置

によって、高速に試料表面を走査することが可

能になります。こ

れらの装置の駆

動は、外部に設置

したコンピュー

ターによって制

御することがで

きます。 

■ 基本仕様 

①．倒立型顕微鏡で対物レンズが交換可能。 

②．高解像度カメラによるリアルタイム観測が

可能。 

③．XY 自動ステージよって試料の自動走査が

可能。（位置分解能は０．５μm 程度） 

④．レーザー光を MEMS２次元スキャナー走査。 

 顕微鏡 

カメラ 

XY ステージ 

Laser

Scanne

TAK SYSTEM INITIATIVE
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

単一光子画像計測装置 TAK-SPI-01 

試料からの光子レベルでの発光をパソコンなしで積算画像化！ 

■ 概要 

 本装置は高感度 MCP（マイクロ・チャンネル・

プレート）内蔵の光子検出器を用いた単一光子

画像計測装置であります。その特徴は、浜松ホ

トニクス株式会社製イメージインテンシファ

イア（MCP２

枚のタンデ

ム型：高増

倍 率 を 達

成）を用い

て、単一光

子の可視化

を行い、さらに、これを長時間積算可能な読み

出しCCDカメラを用いて光子画像の積算を可能

とした点であります。従来の光子画像装置は、

高価な画像装置を用いてフレームメモリーに

画像を蓄積しておりましたが、ここでは、CCD

の長時間蓄積構造を有するカメラを用いて、積

算画像を表示できるようにしています。また、

本器に用いているCCDカメラの駆動部の信号ゲ

インは３８dB と高く、電子信号の限界までの観

測が可能となっています。 

その結果、簡単な切り換えつまみの設定と、

画像積算スイッチのオン／オフによって、必要

な光子画像を表示することができます。積算し

た画像は、NTSC の像として連続して出力されま

すので、通常のビデオ入力のあるモニターにて

スチル画像として表示が容易であり、その画像

から光子発光分布を解析可能となります。本装

置では、大型の液晶モニターに表示することで、

多少離れた場所からの光子画像の観測を容易

にしています。 

■ 仕様 

①．受光面有効エリア：直径１８mm 

②．MCP段数：２段 

③．感度波長領域：190~900nm 

④．量子効率：ピーク感度で１７％程度 

⑤．中心限界解像度：およそ３０μm 

⑥．Cマウントによるカメラ接続 

⑦．MCP駆動電源内蔵．ゲイン可変。 

⑧．光子画像積算時間可変。最大８秒。 

TAK SYSTEM INITIATIVE
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

 

TAKC..I.C 

歪み画像計測装置 TAK-PI-1000 

溶着したプラスチック内の応力をリアルタイム可視化 

■ 概要 

 本装置は、透明なプラスチック素材におけ

る光弾性画像化法を用いた反射型応力計測装

置であります。その特徴は、すでに開発され

ている半導体レーザー加工用のレーザーヘッ

ドに直接設置できること、落射照明のための

高輝度白色 LED を搭載させてこと、Cマウント

型のカラーCCD カメラを搭載しており、リアル

タイムにて応力分布を画像化できるにありま

す。また、装置全体は、Cマウント型のパーツ

を複雑に組み上げることで特徴ある偏光画像

計測を可能としておりますが、その組み合わ

せの順番を換えたり、異なる C マウントパー

ツを導入したりすることが可能です。 

 その動作としては、内蔵した高輝度白色 LED

が、被測定物体に落射照射されます。その物

体からの反射光や透過光像が、結像光学系と

偏光光学系を介して CCD カメラによって撮影

され、コンピューター上に表示されます。そ

の結果として、例えば、以下に示す図のよう

に、応力分布画像が得られます。カメラと照

明の両者に取り付けられた偏光板を回転させ

て、最適なコントラスト画像を得られるまで

調整します。 

 照明の強さや、被測定物体の角度によって

も、得られる画像が変化しますので、最適な

画像条件、被測定物体設置条件の探索を行い

ます。 

 この応

力分布画

像では、

プラスチ

ック素材

内で発生

した応力に依存して、素材のもつ複屈折性が

変化し、それが図でも見えるような虹色の干

渉縞として観測できるようになります。応力

を定量化するには、この縞を数値的に解析す

ることで、材料内の残留応力が求められます。 

 なお、本装置は、半導体レーザー加工用の

ヘッドへの装着を考慮しておりますので、加

工ヘッドに内蔵された焦点距離２００mm のレ

ンズを想定して画像化を行っています。 

■ 仕様 

①． 接続：Cマウント 

②． 読み出しカメラ：３０万画素カラーCCD 

③． 出力信号：NTSC 

④． 白色 LED:１W 連続照 

TAK SYSTEM INITIATIVE
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

光散乱・透過場 計測装置 TAK-LSLT-001  

物質の散乱・透過場の計測をリアルタイムで可能に！ 

■ 概要 

 光散乱・透過場計測装置（TAK-LSLT-001）は、

さまざまな被写体（平面あるいは局面構造）に

おける表面の光反射場および光透過場の強度

角度分布を計測すること、および、発光体の発

光角度分布を計測評価するための装置として

ご提案しており

ます。被測定物の

表面に、外部から

LED の照明や、レ

ーザー光などを

照射することで、

その表面の荒さ

あるいは滑らか

さに応じて、光の散乱場あるい

は透過場が形成されます。その

場の分布の輝度、波長、偏光、

角度分布などを詳細に計測する

ことは、その表面の光に対する

特性を理解するのに有効です。

特に、光の散乱・透過場の理論

解析と本装置によって得られる

計測数値とを比較することで、

完全理論値と実験における試料

の構造揺らぎに起因する光学効果を差分として検

波

明することができると考えます。 

管、半導体検出器など 

④．モーター駆動：２軸まで対応可能。 

 

 

証できるものと思われます。 

 また、本装置を用いて試料台上に設置した発光体

を評価すると、その発光波長分布と同時に、発光角

度分布を計測することが可能になります。それによ

り、発光体を構成する光学素子の構造に起因した

長依存性を解

■ 仕様 

①．光源：LED や半導体レーザー 

②．検出器：光電子増倍

③．回転軸：３軸回転 

 

TAK SYSTEM INITIATIVE

試料

光源回転

光源

 
電源

検出部 

検出部回転
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

紫外線透過率計測器 TAK-ISES-001 

370nm の紫外線

■ 概要

域における物質の透過率計測を行

nm に発

の

LED を用いて、紫外線 A 領域の透過率を簡易計測 

 にしております。 

 紫外線領 また、光検出用には、高感度シリコンフォト

ダイオードを、逆バイアスを印加した動作モ

ードにて電圧に変換して検出しております。

PD の有効面積は 1.1x1.1mm であり、検出面

積が 1.2mm２であります。PD からの出力電流

を１MΩでターミ

ネーションした際

の電圧表示を行っ

ています。これら

の光源と検出器を

ひとつの駆動電源

ボックスに封入す

ることで可搬性を

もたせております。 

うために、３７０nm に中心波長を有する紫外

線 LED を用いた透過率計測器であります。図

に示したように、LED 光源と半導体検出器検

（PD）と、得られた信号強度を表示するため

の液晶パネルを搭載しております。 

 本装置は、紫外線 LED として 370

光輝度ピークを有するものを用いております

が、お客さまの御要望と対応した LED が入手

できれば、必要な波長に調整は可能な構造と

なっております。今回の 370nm の LED は、

駆動電圧が 7.5V（単３電池５本）であり、最

大１００mW の出力を発することができるも

のを用いております。４素子の発光体からな

る LED の発光面積は 1.5x1.5mm2です。本装

置では、LED の光量はボリュームを用いて最

大１００mA 直流電流にて駆動できるよう

 右図には開発し

た装置の写真を示しています。上方にある２

個の赤い枠の円筒が、PD と LED ヘッド部に

なります。下の電源、計測、表示部はプラス

チックに液晶ディスプレーと電源スイッチお

よび LED の点灯スイッチを取付けております。 

■ 仕様 

① LED:370nm の LED 光源（波長選択可） 

② PD：高速応答 PIN フォトダイオード 

③ 電池：単三電池（５本使用） 

④ 表示：１MΩにて終端した電

 
電源、計測、表示 

LE

PD 

TAK SYSTEM INITIATIVE
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

簡易積分球 TAK-IS-001 

紫外線から赤外線領域まで広い散乱性能を達成したステンレス球体を使用 
■ 概要 

 本積分球は、ステンレスの筐体内部に高精

度の散乱体を塗布し、１つの入力ポートと１

つの出力ポートをもたせた簡易型積分球です。

また、筐体の底面には M６のねじを取付けて

ありますので、それを用いて固定をすること

ができます。内部に用いる散乱体は、硫酸バ

リウムを主材としたもので、紫外線領域から

赤外線領域まで広い散乱性能を有しています。

入力ポートには、C マウントあるいは１イン

チでのねじ止めが可能となっております。で

すから、お客さまによっては、底面の M６の

ねじで固定されるか、あるいは入力ポートに

１インチのねじで固定されるかの選択が可能

ということになります。 

 積分球は、光学計測において、光の不均一

さを打ち消して、その光学的な波長分布や輝

度分布を平均化して計測したい場合に有効な

構造体です。本積分球は、ステンレスの球体

を用いておりますので、頑丈なものに仕上が

っております。具体的に、投射の紫外線透過

計測装置を用いて、本積分球と組み合わせた

紫外線計測装置の例を示しました。 

 LED 光源を入力ポートにセットし、LED と

入力ポートの間に透過率を評価したい物質を

挟み込み、出力ポートに PD を設置すること

で、その物質の 370nm における平均透過率を

計測することができました。 

■ 仕様 

①．直径：100mmΦ 

②．ポート数：２ポート（２５Φ） 

③．内部散乱体：硫酸バリウム系素材 

④．波長範囲：250~1300nm 

⑤．取付けねじ（底面に M6P1.0 のねじ） 

 

TAK SYSTEM INITIATIVE
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

 

アナログ積分装置 TAK-AIC-001 

光検出信号をアナログ積分後、リアルタイムに電圧出力 

■ 概要 

 本装置は、独自に開発したアナログ電流積分回

路を用いたアナログ積分装置であります。その特

徴は、浜松ホトニクス株式会社製 H７４２１など

の光子計数型検出器の出力信号をアナログ的に積

分し、その積分結果をアナログ電圧として出力す

ることにあります。その際、アナログ出力は、２

式の積分回路を時系列で切り替えながら積分し、

一方が積分している間に、他方が積分した値を出

力することで、常時一定時間積分した値をリアル

タイムにて出力し続けることにも特徴があります。

装置の駆動は簡単であり、電源ケーブルと、信号

入力端子とその積分時間の観測装置への出力端子

を接続し、あとは電源スイッチを入れて、積分時

間を回転ノブで設定するだけです。接続したその

場でアナログ積分データを得ることができます。

その積分時間は、お客様のご依頼に応じて、製造

時に設定することができます。その切り替えは、

数個の切り替えから、１２個の切り替えまで選択

することができます。

積分回路 

オシロ 
光電子増倍管 スコープ

積分回路 

TAK SYSTEM INITIATIVE
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TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

デジタル積分回路 TAK-DIC-001 

超高感度な光信号検出器内蔵のデジタル積分回路。マイコン搭載！ 
■ 概要 

 本装置は、超高感度な光信号の積分を行いな

がら、その出力は UBS のデジタル信号であると

いった特徴を有する電気積分装置であります。

一般的に供給されている光検出器は、アナログ

的な出力あるいはTTLのパルス信号出力になっ

ているものがほとんどです。光検出器につなげ

て、そのま

まデジタル

で信号変換

を行いたい

というお客

様のご要望

にお答えす

る形で、マイコンを搭載した積分回路を開発い

たしました。ですから、お客さまは、光電子増

倍管や半導体フォトダイオードなどをご準備

いただき、その出力信号を SMA 型同軸ケーブル

コネクターを介して、本装置に導入いたします。

その後、この積分回路からの出力をコンピュー

ターに導入するために、ドライバーソフトウエ

アを導入したパソコンで、USB 経由にて ASCII

データとしての、積分信号をデジタル的に取得

することができます。また、マイコンを搭載さ

せているため、積分された信号をリアルタイム

にて前処理して、その結果をデジタル出力とし

て取り出すことも可能になります。さらに、マ

イコンの機能を用いて、得られた積分信号に対

応した直流電圧信号を出力することも可能に

なっております。その結果、得られた光信号を

用いて外部の機器へのフィードバックをアナ

ログ的にこの基板から操作が可能になります。 

 また、パソコンへの取り込みには、LabView

にて事前に高速読み込み可能なサンプルソフ

トを添付しておりますので、容易にデータの観

測をパソコン上で行えます。下図には、ユーザ

ー・インターフェースとしての、LabView にお

けるフロント・パネルのサンプルを示しており

ます。 

TAk System Initiative

■ 仕様 

①． アナログ感度：１MΩ終端時 数フェ

ムトアンペア 

②． 電源：外部電源あるいは USB 供給 

③． 出力制御電圧：DC０〜１V 

④． 読み出し速度：最大１kHz 

⑤． 推奨読み出しソフト：LabView

TAK SYSTEM INITIATIVE

14 



TAK System Initiative Corp. 

株式会社 TAK システムイニシアティブ 

TAKC..I.C 

２色レーザー装置 TAK-TCL-100  
光学実験に不可欠な同軸２色レーザー光源 

■ 概要 

 本レーザー光源は、２色の異なる波長のレ

ーザー光源を内蔵し、スイッチによってその

波長を選択することができます。それらの光

軸は同軸となっているため、スイッチを切り

替えるだけで、少ない光学調整にて異なる２

つの波長を用いた光学実験が可能となりま

す。その際のレーザー波長は、内蔵させるレ

ーザー光源の種類を変えることでさまざま

な選択が可能となります。一般的な光学実験

では、光軸を一定にして光学系を組み上げま

す。その際、例えば、赤いレーザー光を用い

て光学系を調整し、サンプルの照射位置もこ

の赤いレーザー光を用いて調整することで、

サンプルに光学的なダメージを与えること

なく光軸の調整が可能になることがありま

す。もう１つの光源として、緑のレーザーを

搭載すれば、この緑のレーザーにその場で切

り替えることで、赤で調整したサンプル位置

での、緑のレーザーによる蛍光発光などを計

測することが容易にできるようになります。

また、分光器の波長を校正する際に、この２

種類のレーザー光源によって、同じ光軸を用

いた波長校正を行うことも可能になります。

また、使用の際には、底面に M６のねじ穴が

切ってありますので、12Φのロッドと 65mm

角のマグネット・ベースにて光学定盤に固着

可能となります。 

■ 仕様 

①． 光源波長の例：532.5nm と 653.6nm。 

。 

つ。 

⑥． 異なるデザインのカバーに交換可能 

②． 出力：両者とも１mW 程度

③． 電源：単４電池２本。 

④． 固定：本体底面に M６のねじ穴が１

⑤． カバー：簡単に取り外し可能。 
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連絡先 〒４３４−００３１ 

静岡県浜松市浜北区小林１２９５−３ 

（株）TAK システムイニシアティブ 

電話：053-484-2010FAX：053-484-2011 

電子メール：info@tak-corp.com 

URL:    http://www.tak-corp.com 
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